
[0001] 本发明是一种MEMS高精度激光发射器，特别是涉及一种基于微机电系统(MEMS)的

高精度激光发射器，属于光电子技术领域。包括激光光源和主反射体，主反射体为球面的一

部分，主反射体包括主反射体支撑板和主反射体镜面，其特征在于，在激光光源和主反射体

之间有一个副反射体，副反射体呈球面一部分，主反射体镜面由多个MEMS变形反射镜组成，

每个MEMS变形反射镜都与控制器连接，控制器控制每个MEMS变形反射镜的姿态。本发明的

一种MEMS高精度激光发射器包括两个镶嵌MEMS变形反射镜的反射体，MEMS变形反射镜以及

相应的控制器，既能保证良好的聚焦精度，又有效的对激光束波前进行校正，还可以实现激

光束远场合成；本发明MEMS变形反射镜表面镀相应激光波长的反射膜，反射效率可达

99.5％以上。
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1.一种MEMS高精度激光发射器，包括激光光源(5)和主反射体(3)，主反射体(3)为球面

的一部分，主反射体(3)包括主反射体支撑板(4)和主反射体镜面(2)，其特征在于，在激光

光源(5)和主反射体(3)之间有一个副反射体(1)，副反射体(1)呈球面一部分，主反射体镜

面(2)由多个MEMS变形反射镜(21)组成，每个MEMS变形反射镜(21)都与控制器连接，控制器

控制每个MEMS变形反射镜(21)的姿态；所述的MEMS变形反射镜(21)包括极板(14)、涂有反

射膜层的镜面(15)、支撑镜面(15)的长梁(12)和短梁(13)，其中，每个长梁(12)或短梁(13)

的一端与镜面(15)的一个角活动连接，另一端与极板(14)活动连接，长梁(12)或短梁(13)

通过转动改变镜面(15)的姿态。

2.根据权利要求1所述的一种MEMS高精度激光发射器，其特征在于，所述的副反射体

(1)的表面也由多个MEMS变形反射镜(21)组成，每个MEMS变形反射镜(21)都与控制器连接，

控制器控制每个MEMS变形反射镜(21)的姿态。

3.根据权利要求3所述的一种MEMS高精度激光发射器，其特征在于，所述MEMS变形反射

镜(21)的镜面(15)表面镀相应激光波长的反射膜。

权　利　要　求　书 1/1 页

3



一种MEMS高精度激光发射器

技术领域

[0001] 本发明是一种MEMS高精度激光发射器，特别是涉及一种基于微机电系统(MEMS)的

高精度激光发射器，属于光电子技术领域。

背景技术

[0002] 传统的激光发射系统，例如卡塞格伦型发射系统，对激光光束的聚焦效果主要通

过对主反射镜的调节实现，调节范围非常有限，聚焦精度在微弧度量级，经几公里至几十公

里的传输距离后，聚焦误差可能在几米范围内，使激光武器的效能大大降低。

[0003] MEMS激光发射器是一种用于激光武器系统的新型发射器，其性能直接决定了激光

远程聚焦的效果。使用MEMS变形反射镜的激光发射器，不仅具有激光波前校正的功能，而且

由于各MEMS变形反射镜可以对姿态进行极其微小的调整，调节精度可达10-6度，聚焦误差理

论上可以控制在厘米范围内，甚至可以实现激光束远场光束合成，大大提升激光武器的效

能。

发明内容

[0004] 本发明的要解决的技术问题是提出一种MEMS高精度激光发射器，该发射器既能保

证良好的聚焦精度，又能有效的对激光束波前进行校正，还可以实现激光束的远场合成。

[0005] 一种MEMS高精度激光发射器，包括激光光源和主反射体，主反射体为球面的一部

分，主反射体包括主反射体支撑板和主反射体镜面，其特征在于，在激光光源和主反射体之

间有一个副反射体，副反射体呈球面一部分，主反射体镜面由多个MEMS变形反射镜组成，每

个MEMS变形反射镜都与控制器连接，控制器控制每个MEMS变形反射镜的姿态。

[0006] 所述的副反射体的表面也由多个MEMS变形反射镜组成，每个MEMS变形反射镜都与

控制器连接，控制器控制每个MEMS变形反射镜的姿态。

[0007] 所述的MEMS变形反射镜包括极板、涂有反射膜层的镜面、支撑镜面的长梁和短梁，

其中，每个长梁或短梁的一端与镜面的一个角活动连接，另一端与极板活动连接，长梁或短

梁通过转动改变镜面的姿态。

[0008] 所述MEMS变形反射镜的镜面表面镀相应激光波长的反射膜。

[0009] 有益效果：

[0010] 1.本发明的一种MEMS高精度激光发射器包括两个镶嵌MEMS变形反射镜的反射体，

MEMS变形反射镜以及相应的控制器，既能保证良好的聚焦精度，又有效的对激光束波前进

行校正，还可以实现激光束远场合成；本发明MEMS变形反射镜表面镀相应激光波长的反射

膜，反射效率可达99.5％以上。

[0011] 2.本发明的一种MEMS高精度激光发射器能保证独立精确控制每个MEMS变形反射

镜的姿态。

附图说明
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[0012] 图1、本发明结构示意图；

[0013] 图2、本发明MEMS变形反射镜21的结构示意图。

[0014] 其中，1为副反射体，2为主反射体镜面，3为主反射体，4为反射体支撑板，5为激光

光源，21为MEMS变形反射镜，12为长梁，13为短梁，14为极板，15为镜面。

具体实施方式

[0015] 一种MEMS高精度激光发射器，包括激光光源5和主反射体3，主反射体3为球面的一

部分，主反射体3包括主反射体支撑板4和主反射体镜面2，其特征在于，在激光光源5和主反

射体3之间有一个副反射体1，副反射体1呈球面一部分，主反射体镜面2由多个MEMS变形反

射镜21组成，每个MEMS变形反射镜21都与控制器连接，控制器控制每个MEMS变形反射镜21

的姿态。

[0016] 所述的副反射体1的表面也由多个MEMS变形反射镜21组成，每个MEMS变形反射镜

21都与控制器连接，控制器控制每个MEMS变形反射镜21的姿态。

[0017] 所述的MEMS变形反射镜21包括极板14、涂有反射膜层的镜面15、支撑镜面15的长

梁12和短梁13，其中，每个长梁12或短梁13的一端与镜面15的一个角活动连接，另一端与极

板14活动连接，长梁12或短梁13通过转动改变镜面15的姿态。

[0018] 所述MEMS变形反射镜1的镜面15表面镀相应激光波长的反射膜。

[0019] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的：

[0020] 本发明的一种MEMS高精度激光发射器包括两个镶嵌MEMS变形反射镜的反射体，

MEMS变形反射镜以及相应的控制器。其中副反射体上的MEMS变形反射镜的将激光反射到主

反射体上的MEMS变形反射镜上，控制系统经过运算，独立精确控制每个MEMS变形反射镜的

姿态，将激光聚焦，并对激光束波前进行校正，实现激光束远场合成。

[0021] 实施例一：

[0022] 本发明的一种MEMS高精度激光发射器包括两个镶嵌MEMS变形反射镜的反射体，

MEMS变形反射镜以及相应的控制器。其中副反射体上的MEMS变形反射镜将激光反射到主反

射体上的MEMS变形反射镜上，控制系统及过运算独立精确控制每个MEMS变形反射镜的姿

态，将激光聚焦到焦点上。反射镜、反射体上有冷却装置和控制装置。

[0023] 为减小反射过程的能量损失，MEMS变形反射镜表面镀相应激光波长的反射膜，反

射效率可达99.5％以上。

[0024] 为保证各个MEMS变形反射镜光束控制精度，采用12×12阵列。

[0025] MEMS变形反射镜采用分立活塞式变形镜，调节精度可达5×10-6度，其结构尺寸为：
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[0026]
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图1

图2
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